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Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

ogéblnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zakres

komputerowo wspomagane technologie laserowe i pla-
zmowe
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos¢ do grupy/bloku przedmiotow

Przedmiot specjalnosciowy

niestacjonarne:

Status przedmiotu Obowigzkowy
Jezyk prowadzenia zaje¢ Polski
Usytuowanie w planie | Studia stacjonarne Semestr V
studiow - semestr studia niestacjonarne | Semestr VI
Wymagania wstepne
Egzamin (TAK/NIE) TAK
Liczba punktéw ECTS 5
Forma prowadzenia zajeé wykiad éwiczenia Ial:;;)urrerl]to- projekt inne
Liczba godzin :ggjlsnarne: 30 15 15
w semestrze studia 18 9 9




EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

Kategoria Symbol Efekty ksztatcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Wo1 PQS|§da pt.)ds’,ta'wowa wiedze o wiasciwosciach pro- MIBM1 W02
mieniowania swietlnego. -
Posiada podstawowg wiedze o budowie oka, widzeniu
WO02 |i zasadach prawidtowego oswietlenia oraz typach so- MiBM_W10
czewek wykorzystywanych w konstrukcji maszyn
. Zna zjawiska fizyczne zachodzgce przy oddziatywaniu
Wiedza ! . : L Iy
impulséw laserowych z powierzchniami materiatéw, Po-
W03 |siada podstawowg wiedze na temat wiasciwosci i zro-| MiBM1_W13
det promieniowania laserowego oraz zagrozeh zwigza-
nych ze stosowaniem laserow.
W04 Zna metody teksturowania i honowania powierzchni me- MiBM_W10
talowych i metody pomiarowe efektow tej obrobki. MiBM1 W13
U0l | Potrafi zmierzy¢ moc zrédta promieniowania MiBM1_U02
U02 Potrafi okresli¢ natezenie oswietlenia w okreslonym MiBM1_U02
obszarze MiBM1_U20
Potrafi dobra¢ odpowiednig soczewke do planowanego MiBM1_U02
uo3 . . 4 X
Umiejetnosci zastosowania projektowanej maszyny. MiBM1_U20
uo4 Potrafi wyznaczy¢ dtugosé fali Swietlnej z wykorzystaniem MiBM1_U02
zjawiska dyfrakcji. MiBM1_U20
Zna zasady bezpieczenstwa pracy z urzgdzeniami lase- .
. A . e PRI MiBM1_U02
U05 |rowymi i potrafi zidentyfikowa¢ zjawiska z nimi zwigzane . -
. L . o . MiBM1_U20
tj. dyfrakcje i interferencje promieniowania laserowego -
Kompetencje K01 | Potrafi pracowaé w zespole MiBM1_KO01
spoteczne

TRESCI PROGRAMOWE

Forma Tresci programowe
zajec* prog
Promieniowanie swietlne — podziat i wtasciwosci. Budowa oka i widzenie, soczewki. Fotome-
wykfad | tria. Oddziatywanie promieniowania optycznego na organizmy i materiaty. Optyka falowa —
interferencja, dyfrakcja, polaryzacja. Zatamanie i odbicie Swiatta. Zwierciadto ptaskie i kuliste.
Zapoznanie sie z zasadami bezpieczenstwa pracy. Wyznaczenie dlugos¢ fali $wietlnej z wy-
labora- . o L AT o ) . .
torium korzystaniem zjawiska dyfrakcji Swiatta. Badanie wigzki promieniowania laseréw. Pomiar na-
tezenia oswietlenia. Oddziatywanie wigzki promieniowania laserowego na materie.
L. Zatamanie i odbicie swiatta. Rozszczepienie swiatta. Zwierciadto ptaskie i kuliste. Soczewka
CWICze- | skupiajgca. Soczewka rozpraszajgca. Optyka falowa —interferencja, dyfrakcja, polaryzacja.
nia

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia (zaznaczy¢ X)
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
W01 X
wo02 X
W03 X
wo4 X




uo1l X
uo2 X
uo3 X
uo4 X
uo5 X
K01 X
FORMA | WARUNKI ZALICZENIA
FO.I’m'il Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
wyktad egzamin Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z egzaminu
¢wiczenia zaliczenie z oceng Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z egzaminu
laboratorium zaliczenie z oceng Zaliczenie sprawozdan
NAKLAD PRACY STUDENTA
Bilans punktow ECTS
P s Jed-
_ o Obciazenie studenta nostka
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem Wi Cc|L|P Wi C|L|P|S h
© | studiow 30 | 15 | 15 189 |09
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 4 | 2| 2 4 | 2|2 h
Razem przy bezposrednim udziale
¢k nauczyciela akademickiego 68 44 0
Liczba punktow ECTS, ktorg student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 2,7 1,8 ECTS
nauczyciela akademickiego
Liczba godzin samodzielnej pracy
5 studenta 57 81 h
Liczba punktow ECTS, ktéra student
6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 2,3 3,2 ECTS
pracy
Naktad pracy zwigzany z zajeciami
It o charakterze praktycznym 63 63 0
Liczba punktéw ECTS, ktérg student
8. | uzyskuje w ramach zaje¢ o charak- 2,5 2,5 ECTS
terze praktycznym
Sumaryczne obcigzenie praca stu-
9. denta 125 125 h
10, Punkty ECTS za n.lodu'i o ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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